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Разработаны новые технологии лазерной высокопроизводительной 
микрообработки, создан и прошел заводские испытания лазерный техно-
логический комплекс для прецизионного формирования с субмикронным 
разрешением топологии оптических шкал и сеток методами прямой фем-
тосекундной лазерной записи, как на поверхности, так и внутри изделий 
из стекла и оптических кристаллов, формирования тонких металлических 
масок сложной формы (рис. 1.2, а). Комплекс содержит профилометриче-
скую систему контроля с нанометровым разрешением (рис. 1.2, b). Об-
разцы изделий, созданные по разработанным технологиям, установлены в 
оптико-электронные системы нового поколения, выпускающиеся холдин-
гом «Швабе». 

New technologies for high-performance laser micromachining were de-
veloped. The laser technological complex for precision forming of optical reti-
cles with submicron resolution was created and successfully passed industrial 
testing (Fig. 1.2, а). Direct femtosecond laser radiation is applied to fabricate 
microchannels and modify glass and optical crystals both on the surface and 
inside them; moreover, the technology was used to create complex thin metal 
masks. The system contains an optical profilometer for automated inspection 
with nanometer resolution (Fig. 1.2, b). Fabricated workpieces are installed in 
opto-electronic systems of new generation, produces by the holding company 
"Schwabe". 
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Рис. 1.2. а − лазерная технологическая рабочая станция на основе  
мощного фемтосекундного лазера (разрешение по XYZ − 50 нм, зона  

обработки 200×200×150 мм); b − профилометр на основе хроматического  
конфокального сенсора (разрешение по Z – 10 нм; по X, Y − 0.8 мкм) 

Fig. 1.2. Laser technology workstation (a) on the basis of a high-power  
femtosecond laser (XYZ resolution 50 nm, 200×200×150 mm processing  

zone); Profilometer (b) on the basis of a chromatic confocal sensor  
(Z resolution 10 nm, X and Y resolution 0.8 mm) 
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